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Nazwa i adres / Name and address
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LABORATORIUM WZORCUJACE MIKRO POMIAR Mariusz Patucki
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Dziatalno$¢ prowadzona
I Activity conducted

w statej lokalizaciji (S) i/lub
poza nig (P) / at
permanent location (S)
and/or outside of
permanent location (P)

Wzorcowanie / Calibration:
Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”

6.01 dtugosé

6.02 kat

6.03 dlugos¢ (geometria powierzchni)

6.04 dhlugosé (pomiary wspétrzednosciowe)

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielko$ci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 141 z dnia 15.03.2023 r.

Cykl akredytacji od 16.11.2023 r. do 17.11.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualno$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 141 of 15.03.2023
Accreditation cycle from 16.11.2023 to 17.11.2027

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/
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Laboratorium Wzorcujace MIKRO POMIAR Mariusz Patucki
Roézyny ul. Gdanska 45, 83-031 Legowo

Niepewnos¢ Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzjial Metoda pomiarowa
CMC i
Dlugosé
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem S
i AL . Procedura wewnetrzna
rt dziatki el t :
C 001 e Clalid elementarnel -1,6 mm do 1,6 mm 3,5um PPIS02/08
0’002 mm -1,6 mm do 1,6 mm 1,2 ym w oparciu o
0:001 mm -1,6 mm do 1,6 mm 1,2 pm VDI/VDE/DGQ 2618:11.2
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem S Procedura wewnetrzna
o rozdzielczosci: PP/S02/08
0,001 mm -2,0 mm do 2,0 mm 1,8 pm w oparciu o
0,01 mm -2,0 mm do 2,0 mm 11,6 pm VDI/VDE/DGQ 2618:11.2
Czujniki analogowe o wartosci dziatki elementarnej: S Procedura wewnetrzna
0,1 mm PP/S02/09
0,02 mm 0 mm do 100 mm 20 pm w oparciu o
0,01 mm 0 mm do 100 mm 20 pm VDI/VDE/DGQ 2618:11.1
0,001 mm 0 mm do 100 mm 3,7 um
0,005 mm 0 mm do 5 mm 0,8 pm
0 mm do 100 mm 3,7 um
Czujniki analogowe o wartosci dziatki elementarnej: 0 mm do 50 mm 5,4 um P Procedura wewnetrzna
0,01 mm PP/S02/09
Wzorcowanie przy uzyciu
gtowicy mikrometrycznej
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci: S Procedura wewnetrzna
0,01 mm 0 mm do 100 mm 11,6 pm PP/S02/09
0,001 mm 0 mm do 100 mm 1,8 pm w oparciu o
0,002 mm 0 mm do 100 mm 11,6 pm VDI/VDE/DGQ 2618:11.4
0,0001 mm 0 mm do 25 mm 0,4 um
0 mm do 50 mm 0,5 um
0 mm do 100 mm 0,7 um
0,0005 mm 0 mm do 30 mm 0,5 um
30 mm do 60 mm 0,6 pm
60 mm do 100 mm 0,8 um
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci: 0 mm do 50 mm 11,6 pm P Procedura wewnetrzna
0,01 mm PP/S02/09
Wzorcowanie przy uzyciu
gtowicy mikrometrycznej
Dlugosciomierze pionowe Abbego 0 mm do 100 mm (1,5 L) pm S,P Procedura wewnetrzna
PP/S04/03
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
ptytek wzorcowych
Dlugosciomierze poziome Abbego 0 mm do 3000 mm (0,1+1,5-L)um S,P Procedura wewnetrzna
PP/S04/03
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
ptytek wzorcowych
Diugosciomierze poziome (maszyny 1D) 0 mm do 3000 mm (0,1+1,5- L) pm i interferometru
laserowego
L — wielko$¢
mierzona (m)
Folie wzorcowe 10 um do 100 ym 0,7 ym S Procedura wewnetrzna
100 pm do 200 pm 1,2 pm PP/S02/17
200 ym do 500 pm 2,3 um
500 pm do 1200 pm 3,5pum Wzorcowanie przy uzyciu
1200 um do 2000 pm 3,6 um dlugosciomierza
poziomego Abbego
Glebokosciomierze mikrometryczne 0 mm do 300 mm (1,1+20 - L) pm S Procedura wewnetrzna

L — wielko$¢
mierzona (m)

PP/S02/02

Wzorcowanie przy uzyciu
ptytek wzorcowych

Wersja strony: B
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Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzjial Metoda pomiarowa
CMC )
Diugosé
Gtowice mikrometryczne 0 mm do 50 mm (1,1+20 - L) pm S Procedura wewnetrzna
PP/S02/01
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
dtugosciomierza
poziomego Abbego
Glebokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 500 mm (28 +15- L) pm S,P Procedura wewnetrzna
PP/S02/05
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
plytek wzorcowych
Komparatory do ptytek wzorcowych 0 mm do 100 mm 0,033 ym S,P Procedura wewnetrzna
PP/S04/07
w oparciu o
EURAMET/cg-2/v/2.0
Mikroskopy pomiarowe uniwersalne 0 mm do 400 mm (09+8-L)um S,P Procedura wewnetrzna
PP/S04/04
L — wielko$¢ Wzorcowanie przy uzyciu
mierzona (m) wzorcow szklanych
Mikroskopy pomiarowe warsztatowe 0 mm do 400 mm (0,9+8-L)pum
L — wielkos¢
mierzona (m)
Mikrometry wewnetrzne 5 mm do 100 mm (1,1+20 - L) ym S Procedura wewnetrzna
PP/S02/14
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
plytek wzorcowych
Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 1600 mm (1,1+20 - L) ym S Procedura wewnetrzna
PP/S02/01
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
plytek wzorcowych
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem 0 mm do 150 mm (0,7+10 - L) ym S Procedura wewnetrzna
PP/S02/11
L — wielkos¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
plytek wzorcowych
Pierscienie wzorcowe 1 mm do 250 mm (0,71 +4,2- L) ym S Procedura wewnetrzna
PP/S02/10
L — wielkos¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
diugosciomierza
poziomego Abbego
i pierscienia wzorcowego
Plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2) 0,5 mm do 100 mm (0,05+0,8-L)um S Procedura wewnetrzna
PP/S01/01
L — wielko$¢ w oparciu o
mierzona (m) PN-EN ISO 3650:2000
100 mm do 1000 mm (0,05+0,8- L) um S Procedura wewnetrzna
PP/S01/01
L — wielkos¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
stanowiska do
wzorcowania plytek
wzorcowych
Projektory pomiarowe 0 mm do 450 mm (09+8-L)um S,P Procedura wewnetrzna
PP/S04/02
L — wielko$¢

mierzona (m)

Wzorcowanie przy uzyciu
wzorcow szklanych

Wersja strony: A
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Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzjial Metoda pomiarowa
CMC ’
Diugosé
Sprawdziany gwintowe pierscieniowe walcowe 3,5 mm do 200 mm (3,5+10 - L) pm S Procedura wewnetrzna
PP/S02/12
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
dtugosciomierza
poziomego Abbego
Sprawdziany tloczkowe 0,5 mm do 200 mm (0,7+3-L)um
L — wielko$¢
mierzona (m)
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe 1 mm do 200 mm (3+10-L)pum
L — wielkos¢
mierzona (m)
Sprawdziany specjalne 0,1 mm do 200 mm 0,3 pm
Suwmiarki 0 mm do 3200 mm (28 +15- L) pm S Procedura wewnetrzna
PP/S02/03
L — wielkos¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
plytek wzorcowych
Szczelinomierze 0,02 mm do 2 mm 0,3 ym S Procedura wewnetrzna
PP/S02/16
Wzorcowanie przy uzyciu
diugosciomierza
poziomego Abbego
Srednicéwki czujnikowe 1,5 mm do 500 mm 3,4 ym S Procedura wewnetrzna
PP/S02/06
Wzorcowanie przy uzyciu
plytek wzorcowych
4 mm do 500 mm 3,9 um S Procedura wewnetrzna
PP/S02/06
Wzorcowanie przy uzyciu
glowicy mikrometrycznej
Srednicéwki mikrometryczne dwupunktowe 0 mm do 3000 mm (4 + L/0,075) pm S Procedura wewnetrzna
PP/S03/01
L — wielkos¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
optycznego
dlugosciomierza
poziomego (maszyny 1D)
0 mm do 200 mm (0,23+0,5- L) pm S Procedura wewnetrzna
PP/S03/01
200 mm do 3000 mm (0,13 + 0,95 - L) um
Wzorcowanie przy uzyciu
L — wielko$¢ dlugosciomierza
mierzona (m) poziomego (maszyny 1D)
z ukladem
interferencyjnym
Srednicéwki mikrometryczne tréjpunktowe 2 mm do 200 mm 3,5 ym S Procedura wewnetrzna

PP/S02/07

Wzorcowanie przy uzyciu
pierscieni wzorcowych

Wersja strony: A
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Niepewnos¢ Micisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzjial Metoda pomiarowa
CMC ’
Diugosé
Transametry 0 mm do 100 mm (0,7+10 - L) pm S Procedura wewnetrzna
PP/S02/11
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
ptytek wzorcowych
Wateczki pomiarowe 0,1 mm do 200 mm 0,3 um S Procedura wewnetrzna
PP/S02/12
Wzorcowanie przy uzyciu
diugosciomierza
poziomego Abbego
Wysokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 1500 mm (28 +15- L) ym S,P Procedura wewnetrzna
PP/S02/04
L — wielkos$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
ptytek wzorcowych
Wysokosciomierze cyfrowe o rozdzielczosci: S,P Procedura wewnetrzna
0,010 mm 0 mm do 1500 mm 10,8 pm PP/S04/05
0,005 mm 7,5 um w oparciu o
0,001 mm (1,14 + 0,27 - L) pm VDI_VDE_DGQ 2618-16.1
0,0005 mm (0,57 + 0,48 - L) pm
0,0001 mm (0,26 + 2,11 - L) pm
L — wielkos$¢
mierzona (m)
Wzorce nastawcze do wymiaréow 0 mm do 160 mm 0,95 pm S Procedura wewnetrzna
wewnetrznych 160 mm do 600 mm 1,25 pm PP/S03/01
Wzorcowanie przy uzyciu
diugosciomierza
poziomego (maszyny 1D)
z uktadem
interferencyjnym
Wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych 0 mm do 1000 mm (4 + L/0,075) pm S Procedura wewnetrzna
PP/S03/02
L — wielkos¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu
optycznego
dlugosciomierza
poziomego (maszyny 1D)
0 mm do 200 mm (0,23 + 0,5 L) pm S Procedura wewnetrzna
PP/S03/02
200 mm do 1600 mm (0,13 + 0,95 - L) ym
Wzorcowanie przy uzyciu
L — wielko$¢ diugosciomierza
mierzona (m) poziomego (maszyny 1D)
z uktadem
interferencyjnym
Lupy pomiarowe 0 mm do 20 mm (24+8-L)pm S,P Procedura wewnetrzna
PP/S04/04
L — wielko$¢
mierzona (m) Wzorcowanie przy uzyciu

wzorcow kreskowych

Wersja strony: A
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Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnosé
pomiaru dla
CMC

Miejsce
dziat.

Metoda pomiarowa

Kat

Katowniki 90° dwuramienne

40 mm do 1000 mm

4,0 ym

Procedura wewnetrzna
PP/S02/15

Wzorcowanie przy
uzyciu ptytek
wzorcowych

Mikroskopy pomiarowe uniwersalne

0° do 360°

Mikroskopy pomiarowe warsztatowe

0° do 360°

2

Procedura wewnetrzna
PP/S04/04

Wzorcowanie przy uzyciu
ptytek katowych

Projektory pomiarowe

0° do 360°

2

Procedura wewnetrzna
PP/S04/02

Wzorcowanie przy uzyciu
ptytek katowych

Dlugos¢ (geometria powierzchni)

Linialy powierzchniowe

250 mm do 3000 mm

Plyty pomiarowe

(250 x 250) mm do
(2000 x 2500) mm

(1,6 +0,3 - L) um

L — wielkos¢
mierzona (m)

Procedura wewnetrzna
PP/S04/01

Wzorcowanie przy uzyciu
zestawu poziomnic
réznicowych

Diugos¢ (pomiary wspoétrzednosciowe)

Glowice pomiarowe stykowe impulsowe

25 mm

0,6 um

Procedury wewnetrzne
PP/S04/06
PP/S04/11

w oparciu o
PN-EN I1SO 10360-5:2020

Glowice pomiarowe stykowe skanujace

25 mm

0,6 um

Procedura wewnetrzna
PP/S04/09
w oparciu o
PN-EN ISO 10360-5:2020

Wspoétrzednosciowe maszyny pomiarowe

300 mm do 2272 mm

(0,2+0,52- L) pm

L — wielkos$¢
mierzona (m)

Procedury wewnetrzne
PP/S04/06
PP/S04/09
PP/S04/11

w oparciu o
PN-EN ISO 10360-2:2010

Wspétrzednosciowe Systemy Pomiarowe
(WSP) z glowica pomiarowa optyczna
systemem obrazowania:

- wspétrzednosciowe maszyny pomiarowe z
glowica pomiarowa optyczna

- wspotrzednosciowe mikroskopy pomiarowe
- wspotrzednosciowe projektory pomiarowe

0,1 mm do 1336 mm

(0,5+1,29 - L) ym

L — wielko$¢
mierzona (m)

Procedura wewnetrzna
PP/S04/10

Wzorcowanie przy uzyciu
wzorcéw szklanych

Wersja strony: A

Niepewnosé pomiaru CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Niepewnos$¢ pomiaru CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;j
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Status zmian: wersja - B

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 141

Numer strony Aktualna wersja strony | Zastepuje wersje strony Data zmiany
2/8 B A 22.10.2025
Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
HOLOGRAM WZORCOWAN
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
-

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 22.10.2025 r.
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